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Известно, что лазеры во многих областях своего технологического 
применения существенно повышают производительность процессов обра­
ботки материалов, создают качественно новые возможности для совершен­
ствования этих процессов. Разработан комплекс управления лазерной ус­
тановкой, использование которого обеспечивает возможность быстрой оп­
тимизации технологических режимов.

Одним из важных направлений лазерной технологии является совершен­
ствование процессов прецизионного разделения хрупких неметаллических 
материалов [1-2]. При этом для достижения высокого качества обработки 
существенную роль играет совершенствование системы управления коорди­
натными устройствами, входящими в состав лазерных установок, используе­
мых для отработки соответствующих технологических режимов.

В настоящее время в большинстве систем точного позиционирования 
используются шаговые двигатели, относящиеся к классу бесколлекторных 
двигателей постоянного тока. Они имеют высокую надежность и большой 
срок службы. Одним из главных преимуществ шаговых двигателей являет­
ся возможность осуществлять точное позиционирование и регулировку 
скорости без датчика обратной связи, что является важным фактором, так 
как стоимость таких датчиков достаточно высока,

В ходе проведенных исследований была разработана система, позво­
ляющая при помощи персонального компьютера осуществлять полное 
управление работой лазерной установки, при этом настройка управления 
двигателями координатной системы, клапанами систем охлаждения, штор­
ками лазера осуществляется при помощи ввода необходимых данных, на 
основании которых формируются управляющие сигналы.

В состав комплекса входят (рис.1): 1- персональный компьютер, по­
средством которого формируются управляющие сигналы для управления 
шаговыми двигателями координатной системы комплекса, клапанами сис­
темы охлаждения лазера и т.д.; 2 -  устройство комплексного управления 
лазерной установкой. Включает в себя микропроцессорную систему 
управления, которая имеет возможность автономной работы, и систему 
силового управления; 3- устройство управления работой лазера; 4- коор­
динатная система.
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Рис. I . Система управления 
лазерной установкой

Управляющие сигналы с 
параллельного порта компью­
тера 1 поступают в устройство 
комплексного управления ла­
зерной установкой 2, которое в 
свою очередь осуществляет 
полное управление ходом про­
цесса лазерной обработки мате­
риалов.

Использование разработан­
ной системы управления лазер­
ной установкой обеспечивает 
возможность быстрой оптимиза­
ции технологических режимов.
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Плоские круглые диафрагмы (мембраны) постоянной толщины h, мм, 

защемленные по контуру и нагруженные давлением Р, МПа, (рис. 1, а), ис­
пользуются в качестве чувствительного упругого элемента в различного ро­
да измерительных приборах, например, в измерителях давления. Очевидно, 
что под действием давления жидкости в рабочей камере прибора диафрагма 
будет деформироваться и в ней будут возникать радиальные оу и касатель­
ные сг, напряжения, подсчитываемые по известным [1] формулам:

( 1)
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